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(57)摘要

本发明公开了一种金属遮罩的支撑平台及

检测装置，支撑平台包括两个气浮板和安装光源

的框体，其中，两个所述气浮板分别与所述框体

两条相平行的侧边连接；所述气浮板远离所述框

体的边缘上设有金属遮罩安装件；所述气浮板面

向金属遮罩的第一表面上设有多个出气孔，与所

述第一表面表面平行的第二表面上设有至少一

个进气孔，所述进气孔与各所述出气孔在所述气

浮板内部相互连通。本发明利用气浮板支撑金属

遮罩并对金属遮罩吹起，将金属遮罩吹起的高度

可以抵消金属遮罩因自身重量产生的下垂量，利

用框体内的光源作为背光源，可以抵消金属遮罩

产生的反射光的影响，从而确保金属遮罩的检测

效果，大大提高金属遮罩的蒸镀成功率。
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1.一种金属遮罩的支撑平台，其特征在于，包括两个气浮板和安装光源的框体，其中，

两个所述气浮板分别与所述框体两条相平行的侧边连接；

所述气浮板远离所述框体的边缘上设有金属遮罩安装件；

所述气浮板面向金属遮罩的第一表面上设有多个出气孔，与所述第一表面表面平行的

第二表面上设有至少一个进气孔，所述进气孔与各所述出气孔在所述气浮板内部相互连

通；

所述气浮板的吹气量可以将金属遮罩吹起30～70um；所述气浮板上靠近所述金属遮罩

安装件的出气孔的密度为m1，所述气浮板上靠近所述框体的出气孔的密度为m2，m1＜m2；所

述安装件滑动设置于所述气浮板上，以形成不同大小的承载面。

2.根据权利要求1所述的金属遮罩的支撑平台，其特征在于，各所述出气孔上均设有喷

气嘴。

3.根据权利要求1所述的金属遮罩的支撑平台，其特征在于，所述气浮板的材质为陶

瓷。

4.根据权利要求2所述的金属遮罩的支撑平台，其特征在于，所述喷气嘴包括喷气嘴本

体，所述喷气嘴本体的外周壁上设有外螺纹，各所述出气孔内壁上设有与所述喷气嘴本体

螺纹连接的内螺纹。

5.根据权利要求1所述的金属遮罩的支撑平台，其特征在于，所述多个出气孔设置为可

闭合式气孔，所述气浮板内壁旋转固定有与气浮板开孔位置相同的调节板，旋转调节板实

现多个出气孔的全开、半开及全闭。

6.根据权利要求1所述的金属遮罩的支撑平台，其特征在于，所述气浮板与所述框体连

接的侧边沿该侧边延伸方向设有燕尾槽，所述框体两侧设有与所述燕尾槽配合的卡持块。

7.一种金属遮罩的检测装置，其特征在于，包含如权利要求1‑6任意一项所述的金属遮

罩的支撑平台以及检测单元，所述检测单元设置于所述支撑平台上方，用以检查金属遮罩

是否存在瑕疵。
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一种金属遮罩的支撑平台及检测装置

技术领域

[0001] 本发明涉及金属蒸镀技术领域，尤其涉及一种金属遮罩的支撑平台及检测装置。

背景技术

[0002] AMOLED(Active‑matrix  organic  light  emitting  diode，全称是有源矩阵有机

发光二极体或主动矩阵有机发光二极体)显示器以轻薄、主动发光、响应速度快、视角广、色

彩丰富、亮度高、功耗低以及耐高低温等诸多优点而被业界认为是继液晶显示器(Liquid 

Crystal  Display，LCD)之后的新型显示技术，AMOLED显示器可广泛应用于智能手机、平板

电脑、电视等终端产品。

[0003] 在现有技术中，对AMOLED进行蒸镀是在真空室内，将作为处理对象的AMOLED基板

朝向下安装其蒸镀面，当蒸镀用的金属遮罩配置在AMOLED基板的蒸镀面与蒸镀源之间时，

将蒸镀源加热以使蒸镀材料蒸发，并经由金属遮罩的开孔使其附着于AMOLED基板表面而进

行蒸镀。例如，AMOLED基板采用精细金属遮罩(Fine  Metal  Mask，FMM)蒸镀有机发光材料来

制备彩色化像素图案，该精细金属遮罩包括开孔和桥，开孔与需蒸镀的有机发光材料子像

素区域精确对位并保持一致，桥用于防止有机发光材料蒸镀到其它区域。当蒸镀红色发光

材料时，使精细金属遮罩的开孔正对红色子像素，而绿色子像素和蓝色子像素被遮罩遮挡，

这样从蒸镀源发出的红色发光材料就可以仅沉积在红色子像素区；在红色发光材料蒸镀完

成后，遮罩平移一个子像素的距离使开孔对准另一颜色的子像素，以此类推完成RGB三基色

材料的蒸镀，从而形成彩色化像素图案。

[0004] 蒸镀为AMOLED的重要关键制程，其金属遮罩的质量关系着蒸镀成功率，所以蒸镀

前金属遮罩的检测非常重要。目前，蒸镀金属遮罩检测是将金属遮罩边缘架起，用CCD对整

个金属遮罩进行检查；但是因为金属遮罩本身有重量会造成中间部分下沉及金属网格边缘

有较强的反射，造成自动光学检测效益不高，常有金属反射的假性缺陷或因光学距焦不好

影响检测率。

[0005] 有鉴于上述的缺陷，本设计人，积极加以研究创新，以期创设一种金属遮罩的支撑

平台及检测装置，使其更具有产业上的利用价值。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提出一种金属遮罩的支撑平台及检测装置，能够补偿金属遮罩

因自身重量引起的下垂量。

[0007] 为达此目的，本发明采用以下技术方案：

[0008] 一种金属遮罩的支撑平台，包括两个气浮板和安装光源的框体，其中，

[0009] 两个所述气浮板分别与所述框体两条相平行的侧边连接；

[0010] 所述气浮板远离所述框体的边缘上设有金属遮罩安装件；

[0011] 所述气浮板面向金属遮罩的第一表面上设有多个出气孔，与所述第一表面表面平

行的第二表面上设有至少一个进气孔，所述进气孔与各所述出气孔在所述气浮板内部相互
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连通。

[0012] 进一步的，各所述出气孔上均设有喷气嘴。

[0013] 进一步的，所述气浮板的吹气量可以将金属遮罩吹起30～70um。

[0014] 进一步的，所述气浮板上靠近所述金属遮罩安装件的出气孔的密度为m1，所述气

浮板上靠近所述框体的出气孔的密度为m2，m1＜m2。

[0015] 进一步的，所述气浮板的材质为陶瓷。

[0016] 进一步的，所述喷气嘴包括喷气嘴本体，所述喷气嘴本体的外周壁上设有外螺纹，

各所述出气孔内壁上设有与所述喷气嘴本体螺纹连接的内螺纹。

[0017] 进一步的，所述多个出气孔设置为可闭合式气孔，所述气浮板内壁旋转固定有与

气浮板开孔位置相同的调节板，旋转调节板实现多个出气孔的全开、半开及全闭。

[0018] 进一步的，所述安装件滑动设置于所述气浮板上，以形成不同大小的承载面。

[0019] 进一步的，所述气浮板与所述框体连接的侧边沿该侧边延伸方向设有燕尾槽，所

述框体两侧设有与所述燕尾槽配合的卡持块。

[0020] 本发明的金属遮罩的检测装置，包含上述的金属遮罩的支撑平台以及检测单元，

所述检测单元设置于所述支撑平台上方，用以检查金属遮罩是否存在瑕疵。

[0021] 本发明的有益效果为：利用气浮板支撑金属遮罩并对金属遮罩吹起，将金属遮罩

吹起的高度可以抵消金属遮罩因自身重量产生的下垂量，利用框体内的光源作为背光源，

可以抵消金属遮罩产生的反射光的影响，从而确保金属遮罩的检测效果，大大提高金属遮

罩的蒸镀成功率。

附图说明

[0022] 图1是本发明具体实施方式提供的金属遮罩的支撑平台的结构示意图；

[0023] 图2是本发明中气浮板与调节板的配合示意图；

[0024] 图3是本发明具体实施方式提供的金属遮罩检测装置的结构示意图。

[0025] 图中：10‑气浮板，11‑出气孔，12‑进气孔，13‑燕尾槽，14‑调节板，20‑框体，22‑卡

持块，30‑安装件，40‑喷气嘴，50‑光源，60‑检测单元，70‑金属遮罩。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。

[0027] 如图1所示，本发明的金属遮罩的支撑平台包括两个陶瓷的气浮板10和安装光源

的框体20，其中，两个气浮板10分别与框体20两条相平行的侧边连接；气浮板10远离框体20

的边缘上设有金属遮罩安装件30；气浮板10面向金属遮罩的第一表面上设有多个出气孔

11，与第一表面表面平行的第二表面上设有至少一个进气孔12，进气孔12与各出气孔11在

气浮板10内部相互连通。从进气孔12中通入气体，气体从各出气孔11中吹向张在两个安装

件30上的金属遮罩，将金属遮罩吹起一定的高度，以抵消金属遮罩因自身重量产生的垂量。

[0028] 为确保吹气效果，本发明在各出气孔11上均设有喷气嘴40，喷气嘴40的出气口直

径可根据需要调整。

[0029] 本发明的气浮板10的吹气量可以将金属遮罩吹起30～70um，过小则不能抵消金属

遮罩的下垂量，过大则会将金属遮罩吹拱起。
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[0030] 由于金属遮罩本身的重量会造成中间部分下沉比较突出，因此，本发明在设定出

气孔11的密度时，将气浮板10上靠近金属遮罩安装件30的出气孔11的密度设为m1，将气浮

板10上靠近框体20的出气孔11的密度设为m2，使m1＜m2，即可对金属遮罩中部的吹气量多

于对金属遮罩边缘的吹气量，从而能确保金属遮罩处于水平状态进行检测。

[0031] 为方便将气浮板10与框体20可拆卸连接，本发明在气浮板10与框体20连接的侧边

沿该侧边延伸方向设有燕尾槽13，在框体20两侧设有与燕尾槽13配合的卡持块22。

[0032] 另外，为方便安装喷气嘴40，本发明的喷气嘴40包括喷气嘴本体，在喷气嘴本体的

外周壁上设有外螺纹，在出气孔11内壁上设有与喷气嘴本体螺纹连接的内螺纹。通过螺纹

连接的方式，实现喷气嘴40的可拆卸连接。

[0033] 于一实施例中，所述安装件30滑动设置于气浮板10上，以形成不同大小的承载面，

从而适用于不同尺寸遮罩的支撑。

[0034] 于一较佳实施例中，如图2所示，所述多个出气孔11设置为可闭合式气孔，所述气

浮板10内壁旋转固定有与气浮板10开孔位置相同的调节板14，旋转调节板14可实现多个出

气孔11的全开、半开及全闭。调节板14可以仅邻近气浮板10的边缘设置，并通过旋转调节板

14使得边缘部分的出气孔11为半开状态，以降低边缘位置的出气量，确保金属遮罩的水平

度。此外，旋转调节板14使得边缘部分的出气孔11为全闭状态，可用于较小尺寸遮罩的支

撑。

[0035] 如图3所示，本发明还提供一种金属遮罩的检测装置，包含金属遮罩支撑平台以及

检测单元60，具体使用时，将金属遮罩70架在两个安装件30上，在金属遮罩70上面架设一个

同步移动的检测单元60(如CCD)对准框体20中的光源50，然后对气浮板10供气，通过气浮板

10对金属遮罩70进行吹起，然后即可对金属遮罩70进行拍照检测。

[0036] 以上结合具体实施例描述了本发明的技术原理。这些描述只是为了解释本发明的

原理，而不能以任何方式解释为对本发明保护范围的限制。基于此处的解释，本领域的技术

人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明的其它具体实施方式，这些方式都将落入

本发明的保护范围之内。
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图2

图3
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